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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Benennungen und Definitionen flr Vakuum-
systeme, Komponenten und Zubehdr fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
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3 Grundbegriffe

en: Basic terms
fr.  Termes base

3.1 Vakuumanlage*)

en: vacuum plant
fr: installation de vide

Kombination eines Vakuumsystems mit allen Vorrichtungen,
die flir die Durchfihrung eines bestimmten Vakuum-
verfahrens notwendig sind (z.B. Vakuumbeschichtungs-
anlage*), Vakuumtrocknungsanlage*), Vakuumentgasungs-
anlage*), Weltraumsimulationsanlage, Teilchenbeschleu-
niger). Vakuumanlagen kénnen nach der Art der Beschik-
kung mit dem zu bearbeitenden Gut, soweit die Beschickung
ohne Brechen des Vakuums der Vakuumanlage erfolgt, nach
3.1.1 und 3.1.2 unterschieden werden.

3.1.1 Vakuumanlage mit Schleuse

en: vacuum plant with an air-lock
fr; installation de vide a sas

Vakuumanlage, bei der Werkstliicke oder Materialien ohne
Unterbrechung des Vakuums mit Hilfe einer oder mehrerer
Vakuumschleusen (siehe 5.7) ein- und/oder ausgebracht
werden kénnen.

3.1.2 Vakuumdurchlaufanlage*)

en: continuous treatment vacuum plant
fr. installation de vide a traitement continu

Vakuumanlage, in der die darin behandelten oder unter-
suchten Materialien oder Werkstlicke kontinuierlich in den
Vakuumbehalter eingefiihrt und wieder aus ihm ausgefuhrt
werden kdnnen, ohne dafB der in der Anlage ablaufende Pro-
zeB3 unterbrochen werden muf3.

ANMERKUNG: Werden die Materialien oder Werk-
sticke aus der Atmosphare eingefihrt und ohne
Unterbrechung des Vakuums in die Atmosphére
zuriickgefihrt, so wird die Anlage Luft-zu-Luft-
Vakuumanlage genannt.

3.2 Vakuumsystem
en: vacuum system
fr. installation (f) de vide

Kombination aus einem oder mehreren Vakuumbehaltern
(siehe 5.1) und den Bauteilen, die fiir das Erzeugen, Messen
und Regeln des Vakuums notwendig sind.

3.2.1 differentiell gepumptes Vakuumsystem
en: differentially pumped vacuum system
fr. installation de vide a pression étagée

Vakuumsystem, bei dem verschiedene, Gber Strémungsdros-
seln miteinander verbundene Teile des Systems durch
getrennte Vakuumpumpen einzeln gepumpt werden mit dem
Ziel, Druckunterschiede (Druckgefalle oder Druckstufen) auf-
rechtzuerhalten.

3.3 Vakuumpumpstand
en: pumping unit
fr.  groupe (m) de pompage

Kombination von Vakuumpumpen und anderen Bauteilen,
die Ublicherweise fest in einem Gestell montiert ist und mit
der ein bestimmtes Vakuum erzeugt werden kann: je nach
erreichbarem Endvakuum wird von Grob-, Fein-, Hoch- und
Ultrahochvakuumpumpsténden gesprochen. Eine solche
Kombination enthalt haufig auch Mef3-, Regel- und Sicher-
heitsvorrichtungen.
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3.4 GaseinlaBsystem
en: gas admittance system
fr:  ligne (f) d’introduction de gaz
Vorrichtung, mit der Gase bzw. Gasgemische, im allgemei-

nen unter bestimmten und kontrollierten Bedingungen, in ein
Vakuumsystem eingelassen werden kdnnen.

4 Charakteristische GroBen
en: Physical quantities
fr:  Grandeurs relatives

4.1 Saugvermdgen eines Vakuumpumpstandes

en: volume flow rate of a pumping unit

fr:  débit (m) volume d'un groupe de pompage
Volumendurchflu3 (sieche DIN 28400-1) in der EinlaBéffnung
des Vakuumpumpstandes. Der VolumendurchfluB am Pump-
anschluB des Vakuumbehalters wird als effektives Saug-
vermdgen bezeichnet. Das Saugvermédgen ist im allgemei-
nen von der Art des Gases abhangig.

4.2 Saugleistung eines Vakuumpumpstandes

en: throughput of pumping unit

fr:  puissance (f) d’aspiration d’'un groupe de pompage
pV-Durchfluf3 (siehe DIN 28400-1) in der EinlaBoffnung des
Vakuumpumpstandes. Der pV-DurchfluB am Pumpen-
anschluB des Vakuumbehélters wird als effektive Saug-
leistung bezeichnet. Die Saugleistung ist im allgemeinen von
der Art des Gases abhangig.

4.3 Gasabgaberate eines Vakuumsystems™*)
en: degassing (outgassing) throughput of a vacuum
system
fr:  flux (m) de dégazage d’une installation de vide

Gasmenge, die je Zeiteinheit von allen inneren Oberflichen
des Vakuumsystems desorbiert wird (sie wird angegeben als
pV-DurchfluB).

ANMERKUNG: In der Praxis tauscht eine Gas-
abgabe im Inneren eines Vakuumsystems haufig ein
Leck vor. In diesem Fall wird von einem virtuellen
Leck gesprochen.

4.4 Leckrate eines Vakuumsystems
en: leak throughput of a vacuum system
fr:  flux de fuites d’une installation de vide

Die von auBen in das Vakuumsystem je Zeiteinheit eindrin-
gende Gasmenge, angegeben als pV-DurchfluB3.

4.5 Druckanstiegsrate eines Vakuumbehlters
en: rate of pressure rise of vacuum chamber
fr:  vitesse (f) de remontée de pression d'une
chambre a vide

Die Druckanstiegsrate eines (vom Pumpsystem abgetrenn-
ten) Vakuumbehélters ist der Druckanstieg je Zeiteinheit bei
konstanter Temperatur.

4.6 Enddruck

en: ultimate pressure

fr:  vide (m) limite
Grenzwert, dem sich der Druck im unbeschickten Vakuumbe-
hélter bei arbeitender Pumpe asymptotisch néhert.

4.7 Restgasdruck

en: residual pressure

fr:  pression (f) résiduelle
Totaldruck des noch vorhandenen Gases oder Gas-
gemisches (Restgas) in einem Vakuumbehélter nach einer
gewissen Evakuierungszeit. Der niedrigste erreichbare Rest-
gasdruck ist gleich dem Enddruck.
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4.8 Restgasspektrum
en: residual gas spectrum
fr.  spectre (m) de gas résiduel

Massenspektrum des Restgases in einem Vakuumbehdlter.

4.9 Anfangsdruck
en: base pressure
fr:  bon vide (m)

Druck im Vakuumbehélter, bei welchem ein Verfahren beginnen
kann.

ANMERKUNG: Bei einigen Vakuumverfahren, z.B.
bei Analysen von Oberflachenschichten, wird der
Anfangsdruck auch Basisdruck genannt.

410 Arbeitsdruck
en: working pressure
fr:  pression (f) de travall

Der fiir eine befriedigende Durchfiihrung eines Prozesses
einzuhaltende Druck (eventuell auch Druckbereich) im Va-
kuumbehélter.

4.11 Vorpumpzeit

en: roughing time

fr:  temps (m) de prévidage
Zeitspanne, die eine Vorvakuumpumpe bzw. ein Vorvakuum-
pumpsystem braucht, um das Vakuumsystem vom Atmo-
sphérendruck zum Startdruck (siehe DIN 28400-2) einer bei
niedrigerem Druck arbeitenden Vakuumpumpe zu evaku-
ieren.

4.12 Auspumpzeit eines Vakuumsystems
en: pump-down time
fr:  temps d’évacuation

Zeitspanne, die notig ist, um den Druck im Vakuumsystem
vom Atmospharendruck bis zu einem bestimmten Druck,
z.B. dem Anfangsdruck, zu erniedrigen.

4.13 Zeitkonstante eines Vakuumsystems
en: time constant of a vacuum system
fr:  constante (f) de temps d’une installation de vide

Zeitspanne, die notig ist, um den Druck im Vakuumbehélter
auf den e-ten Teil (“e” ist die Basiszahl des natiirlichen Log-
arithmus) zu erniedrigen. Bei konstantem Saugvermdégen ist
sie gleich dem Quotienten aus dem Volumen des Vakuum-
behélters und dem effektiven Saugvermdégen des Pump-
systems.

4.14 Flutungszeit eines Vakuumsystems
en: venting time
fr:  temps de ventilation

Zeitspanne, die nétig ist, um durch GaseinlaB Uiber die dafir
vorgesehene Einrichtung den Druck im Vakuumsystem (oder
im Vakuumbehélter) vom Arbeitsdruck bis zu einem hdheren
Druck, meistens dem Atmosphérendruck, ansteigen zu lassen.

415 Belliftungszeit
en: ventilating time
fr:  temps d’aération

Zeit, wahrend der der Vakuumbehélter bis zum Beginn des
Auspumpens offen mit der Atmosphére verbunden ist.

5 Vakuumbehdélter
en: Vacuum chambers
fr:  Enceintes a vide

5.1 Vakuumbehilter; Vakuumkammer; Rezipient
en: vacuum chamber
fr:  enceinte (f) a vide, chambre a vide

Kammer, die bestimmt ist, in ihr ein Vakuum aufrechtzuerhal-
ten und Vakuumverfahren darin durchzufihren.
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5.1.1 versiegelter Vakuumbehdlter
en: sealed vacuum device
fr:  dispositif (m) sous vide scellé

Vakuumkammer, die nach dem Evakuieren abgeschmolzen
oder auf ein anderes Verfahren mit einer nicht I6sbaren Ver-
bindung (siehe 6.1) verschlossen wird

(z. B. Gluhlampe, Réntgenrdhre).

5.2 Vakuumglocke
en: vacuum bell jar
fr:  cloche (f) a vide

Haubenfdérmiges Bauteil, das mit Hilfe einer I6sbaren Verbin-
dung (siehe 6.2) an ein anderes Bauteil, meistens eine
Grundplatte, angebracht ist und mit diesem zusammen eine
Vakuumkammer bildet.

5.3 Grundplatte eines Vakuumbehalters

en: vacuum base plate

fr:  platine (f) a vide
Platte, welche sich in der Regel an der EinlaBéffnung des
Pumpsystems einer Vakuumanlage befindet und fir den Pro-
zef3 notwendige Vakuumdurchfiihrungen enthalt.

5.4 Pumprechen

en: pumping manifold

fr:  banc (m) de pompage
Rohrverteiler zum Anschlu3 von zwei oder mehreren Va-
kuumbehéltern an ein Pumpsystem.

5.5 Vorvakuumbehalter
en: forevacuum vessel
fr:  réserve (f) de vide

Behélter, der zwischen einer einen Vorvakuumdruck bend-
tigenden Vakuumpumpe und ihrem Vorvakuumventil (siche
7.2.2.2) angeordnet ist. Er dient als Puffervolumen zur Auf-
nahme des geférderten Gases, wenn die Vorvakuumpumpe
abgetrennt ist, und/oder zum Ausgleich von Druckschwan-
kungen.

5.6 Vakuumschutzmantel*)
en: outer chamber
fr:  enceinte de garde

Vakuumdichter Behalter, der einen anderen Vakuumbehalter
ganz oder teilweise umgibt. Das zwischen den beiden Behal-
tern herrschende Vakuum wird Schutzvakuum genannt.
Es dient zur Verringerung der Leckrate und/oder der auf
die Wéande wirkenden mechanischen Kréfte des inneren
Behalters.

5.7 Vakuumschleuse
en: vacuum air lock
fr.  sas (m) pour le vide

Vakuumkammer, die zwischen zwei Raumen verschiedenen
Druckes eingesetzt wird. Sie hat Vorrichtungen, durch die ihr
Druck dem des einen oder des anderen angrenzenden Rau-
mes angeglichen werden kann, und Offnungen (ganz oder
teilweise verschlieBbar), durch die Gegenstinde vom einen
zum anderen Raum transportiert werden kénnen, ohne daf3
stOrende Druckanderungen in diesen Raumen auftreten.
Meistens dienen sie zum Ein- oder Ausbringen von Gegen-
stdnden von der Atmosphére in einen Vakuumbehélter oder
umgekehrt.

5.8 Vakuumkondensator
en: device for condensing vapours
fr:  dispositif de condensation de vapeur

Vakuumbehalter, der zum Kondensieren groBer Dampf-
mengen dient.
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